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377893-2026 - AlaywVIONOG

EABetia — ESoTAIoN6G EpyaoTnpiakdg, oTrTIKOG Kal akpifeiag (ekTdg atrd yuaAid) — Integrierter
UHV-Cluster fiir gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von Diinnschichten
OJ S 104/2026 02/06/2026

MpokApugn ocuuBacng N CUNBACNHG TTAPAXWPENONG — TUTTOTTOINHMEVO KABEOTWG

Ayafa

1. AyopaoTig

1.1. AyopaoTig
Etrionun ovouaocia: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services
Email: publictender@ethz.ch
NouIkA poper ayopaaoTr): Opyaviopog dnuoaciou dikaiou
ApaoTtnpidtnTa TNG avabétouoag apxne: Exkraideuon

2. Aiodikaoia

2.1. Aiadikaoia
TitAog: Integrierter UHV-Cluster flr gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Dunnschichten
Mepiypaen: Das Laboratorium fur Anorganische Chemie der ETH Zurich plant die Beschaffung
eines integrierten UHV-Clusters fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beliften. Alle Kammern mussen Basisdriicke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermoglichen und
UHV-kompatible Ports fir die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Flr weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.
AvayvwpioTiké dladikaciag: 13dcfc3d-4f30-4783-ab35-fef4567ee680
Eidog di0dikaoiag: AVOIKTA
H diadikaoia emmTayuveral: Oxl

21.1. ZKomrog
XapakTtrpag NG aupBaong: Ayabd
Kupia tagivopnon (cpv): 38000000 EEOTTAICUOG £pyaoTnEIAKOG, OTITIKOG Kal akpIREiag (EKTOG
aTTd YUaAid)

2.1.2. Tomog ekTéAeong
MéAN: Zurich ETH Honggerberg
TayxudpouIkog KwdIkag: 8093
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zarich (CH040)
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Xwpa: EABeTia

2.1.4. Tevikég TTAnpooOpiEg
MpbdoBeTeg TANpoopics: Sonstige Anforderungen Vorbehalten bleiben die Beschaffungsreife
des Projektes sowie die Verfligbarkeit der Kredite.
NopikA Bdon:
Odnyia 2014/24/EE

2.1.6. Ao6yol amokAsiopou
Mnyég Twv Adywv atrokAgiopou: ‘Eyypago cupBaong

5. NapTida

5.1. NapTida: LOT-0000
TitAhog: Integrierter UHV-Cluster fur gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Dunnschichten
Mepiypaon: Das Laboratorium fur Anorganische Chemie der ETH Zurich plant die Beschaffung
eines integrierten UHV-Clusters flr gepulste Laserdeposition (PLD) und Sputterdeposition von
Heterostrukturen aus Oxid- und Metallschichten. Das System soll die Materialsynthese auf
Oxidsubstraten mit einer Flache von bis zu 10 x 10 mm2 ermdglichen. Es soll aus einer PLD-
Kammer, einer Sputterkammer, einer zentralen UHV-Transferkammer und einer
Schleusenkammer fur den Austausch von Proben und PLD-Targets bestehen, ohne die
Prozesskammern zu beliften. Alle Kammern mussen Basisdricke unter 1 x 10-7 mbar
aufweisen. Die PLD-Kammer muss mit einem KrF-Excimerlaser und in-situ Hochdruck-
RHEED ausgestattet sein und fur routinemassiges epitaktisches Oxidwachstum bei hohen
Temperaturen um 1100 °C geeignet sein. Die Sputterkammer muss DC- und RF-
Magnetronsputtern von Metall- und Oxidschichten ermdglichen, einschliesslich reaktivem
Sputtern in Ar/O#-Atmospharen, mit Substratheizung bis mindestens 700 °C unter
Verwendung eines Probentragersystems, das mit der PLD-Kammer kompatibel ist. Das
System muss den Probentransfer zu einem externen UHV-Transferkoffer ermdglichen und
UHV-kompatible Ports fur die zuklnftige Erweiterung des Clusters vorsehen. Fur weitere
Details siehe Spezifikationsdokument.

5.1.1. ZIkKomog
XapakTrpag NG oupBaong: AyaBad
Kopia tagivounon (cpv): 38000000 EEoTTAICUOG £pyaaTnPIaKOG, OTITIKOG Kal akpIREiag (EKTOG
atrd yuahid)
EmiAoyég:
Mepiypagn Twv emAoywv: gemass Ausschreibungsunterlagen

5.1.2. Toémog ekTéAeong
MéAN: Zurich ETH Honggerberg
TaxudpouIKOg KwdIkag: 8093
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zarich (CH040)
Xwpa: EABeTia

5.1.3. EKTIJWPEVN SidpKeIa
AANAN didpkela: AyvwoTog

5.1.4. Avavéwon
MéyioTeg avavewoelg: 0
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5.1.6. Tevikég TTAnpo@opieg
KaTt’ a1roKA€IOTIKOTNTO OUUHUETOXNA:
Agev TTAPOXWPEITAI CUPHPETOXN.
MpétTel va ava@EpovTal TO OVOUATA KAl T ETTAYYEAUATIKG TTPOCOVTA TOU TTPOCWTTIKOU OTO
oTT0i0 £XEI avaTeDei n eKTEAEON TN oUUPBAONG: Agv €xel akOUN TTPOCOIOPIOTEN
‘Epyo dnuéoiwv cupBdocwy 1Tou dev xpnuatodoTeital atrd Ta Tapecia 1ng EE
H dnudaoia aupBacn KaAUTITETAI ATTO TN CUMPWVia yia TIC dnuoaieg oupBdoclg (ZAZ): val

5.1.9. Kpitipia emAoyng
Mnyég Twv KpITnpiwv emAoynig: ‘Eyypago cupBaong

5.1.10. Kpithpla avadeong
Kpitipio:
Eidog: MoidtnTa
Meprypan: Zuschlagskriterien
Mepiypagr TG HEBOGDOU TTOU TTPETTEI VA XPNOIYOTIOIEITAI €AV N OTABUION eV UTTOPEI va
ekppaoTei pe kpitipia: Die Zuschlagskriterien sind in den Dokumenten definiert.

5.1.11. 'Eyypa@a dnuociwv cuupdocwyv
H rpéoBaon o€ opiopéva Eyypaga Tng oUUBAONG gival TTEPIOPICUEVN
MANpo@opieg OXETIKA YE TA TTPOOTATEUNEVA £yypaga diaTiBevTal oTn dieuBuvaon: https://www.
simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
Ad hoc diaulog emTikKoIVwViag:
Ovopaoia: Simap.ch

5.1.12. Opoi dnuociwv cuppdoewv
‘Opoi utrofBoAng:
HAekTpOVIKY UTTOBOAN: ETTITpéTTETON
AieBuvon yia uttoBoAn: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlljoicHJvamVjdClsIndJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0IkljpudWxsLCJwcm9gZWNOSWQ
FAWOOEG OTIG OTTOIEG PUTTOPOUV Va UTTORANBOUV 01 TTPOCPOPEG 1 Ol AITAOEIG CUPUETOXNG:
ayyAIKa
HAEKTPOVIKOG KATAAOYOG: Agv ETTITPETTETAI
MapaAAayég: EmiTpémeTal
O1 TTpoo@EPOoVTEG UTTOPOUV Va UTTORAAOUV TTEPICTOTEPEG ATTO [ia TIPOCQPOPEG: ALV ETTITPETTETAI
MpoBeouia TTapaAafng Twv Tpoo@opwyv: 12/07/2026 18:00:00 (UTC+02:00) Qpa AvaTtoAikng
Eupw1ng, Bepiviy wpa Kevtpikig Eupwtng
Aldpkeia KaTd TNV oTToia TTPETTEl va TTAPAMEVEL IoxUouoa n TTpoo@opd: 180 Huépeg
‘Opol Tng ouupaong:
H ouuBaon TTpETel va eKTEAEITAI OTO TTAQICIO TTPOYPOUMATWY TTPOCTATEUONEVNG ATTAOXOANONG:
Agv €x€l akOUN TTPOOCDIOPIOTEI
Opol oxeTIKA pe TNV ekTéEAEON TNG oUpPBaong: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf
simap.ch
HAEKTPOVIKH TIMOAGYNON: YTTOXPEWTIKNA
Oa xpnoipoTtroinBei NAeKTpOVIKA TTapayyeAia: oxl
Oa xpnoihoTToINBEi NAEKTPOVIKA TTANPWUNR: vai
Xpnuartoolkovoulkég pubpioeig: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15. Texvikég
Zupg@wvia-trAaiolo:
Kapia oupgwvia-trAaiolo

377893-2026 Page 3/5


https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIxM2RjZmMzZC00ZjMwLTQ3ODMtYWIzNS1mZWY0NTY3ZWU2ODAiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9

MAnpo@opieg OXETIKA ME TO SUVAUIKO OUCTNUA AYOPWV:
Kavéva duvapiké oUuoTnua ayopwy

5.1.16. Mepaitépw TTANpoOPopicg, diauecoAdBnon Kal TTPoOCPUYNH
Opyaviopog Tpoo@uyng: Bundesverwaltungsgericht
IMAnpo@opieg OXeTIKA e TIG TTPoBeoieg eTTavecETaong: Rechtsmittelbelehrung Gegen diese
Verflgung kann gemass Art. 56 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das 6ffentliche
Beschaffungswesen (BOB) innert 20 Tagen seit Eroffnung schriftlich Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Beschwerde ist im
Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit Angabe der Beweismittel
sowie die Unterschrift der beschwerdefihrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthalten.
Eine Kopie der vorliegenden Verfugung und vorhandene Beweismittel sind beizulegen. Die
Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVG) Uber den Fristenstillstand finden
gemass Art. 56 Abs. 2 BoB keine Anwendung.
Opyaviopog TTapoxng TTPOCOETWY TTANPOPOPIWYV OXETIKA PE TN diadikaoia dnuoaciwv
ouuBdoswv: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services

8. Opyaviouoi

8.1. ORG-0001
Etrionun ovouaocia: ETH Zirich - Abt. Procurement & Export Services
ApiBudg kataxwpliong: 894f1883-0c3c-42a8-b58c-ef232d567cf1
Tayudpopuikn dieuBuvon: Binzmihlestrasse 130
MoAn: Zirich
TaxudpouIKOg KwdIkag: 8092
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Zarich (CH040)
Xwpa: EABeTia
Email: publictender@ethz.ch
TnAépwvo: +41446321111
HAekTpovikr dieuBuvon: https://www.ethz.ch
P6Ao1 autoU Tou opyavicuou:
AyopaoTig
Opyaviouog TTapoxrs TTPOCBETWY TTANPOPOPIWY OXETIKA YE TN dladikagia dnuoaiwy
oupBacewv

8.1. ORG-0002
Etrionun ovouaoia: Bundesverwaltungsgericht
ApiBudg karaxwpliong: BVGER
Taxudpouikr) dieuBuvon: Postfach
Mo6An: St. Gallen
TayxudpouIkOg KwdIkag: 9023
YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): St. Gallen (CH055)
Xwpa: EABeTia
Email: info@bvger.admin.ch
TnAépwvo: +41584652626
HAekTpovikr) dieuBuvon: https://www.bvger.ch
P6Aol autoU Tou opyaviouou:

Opyaviopog TTPocPUYNG

8.1. ORG-0003
Emionun ovopaoia: Simap.ch
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ApiBudg karaxwpiong: CHOO1

Taxudpouikr dicuBuvon: Holzikofenweg 36
IMOAn: Bern

Tayxudpouikog kwdikag: 3003

YTmrodiaipeon xwpag (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Xwpa: EABeTia

Email: support@simap.ch

TnAépwvo: +41584646388

HAexTpovikr dieuBuvon: https://www.simap.ch
PéAo1 autoU Tou opyaviouou:

TED eSender

MAnpogopieg TTpoknpuing

377893-2026

AvayvwpIioTIKO/Ekdoon TTpoknpuéns: 757d032f-7cb1-4bbe-8b0d-3d39d0a37fc9 - 01

Eidog evtutTou: Alaywviouog

Eidog mrpokApuéng: Mpoknpugn cupBaong i ocuuBacng TTapaxwpenong — TUTTOTTOINUEVO

KaBeoTWG
YTroe€idog TrpokApuéng: 16

Huepounvia ammooToArg TN TTpokrpugng: 01/06/2026 02:25:55 (UTC+02:00) Qpa AvatoAikng

EupwTtng, Bepivr) wpa KevrpikAg Eupwtng

FAWOoOoEeC OTIG OTToiEC DIaTIOETAI ETTIONUA N TTAPOUCA TTPOKAPUEN: YEPHAVIKA, YOAAIKA, ayyAIKG

ApIBudg dnpoaoicuong Tng TTpoknRpugns: 377893-2026

ApiBudc Teuxouc EE S: 104/2026
Huepopnvia dnuocicuong: 02/06/2026
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